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(57)摘要

本实用新型涉空气净化设备领域，具体涉及

一种UV光解等离子一体化净化设备，包括箱体，

所述箱体一端设置有进气口，所述箱体另一端设

置有排气口，所述箱体内沿气体流通方向依次设

置有雾化室、除雾室、冷凝室、UV光解室以及等离

子净化室；所述雾化室内设置有雾化装置；所述

除雾室内设有若干折流板；所述冷凝室内壁设有

若干半导体制冷片，所述半导体制冷片的冷端贴

附有第一散热翅片，臭气在雾化室与水雾混合，

水雾有助于凝聚臭气中的油雾粒子、粉尘颗粒

等，在经过折流板后去除较大颗粒的污染物，经

过冷凝室后水汽可被进一步凝结，小颗粒的污染

物被去除，使得臭气中的杂质不会影响UV光解效

率或等离子净化效率，有效提高了装置整体的除

臭净化效果。
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1.一种UV光解等离子一体化净化设备，包括箱体，其特征在于：所述箱体一端设置有进

气口，所述箱体另一端设置有排气口，所述箱体内沿气体流通方向依次设置有雾化室、除雾

室、冷凝室、UV光解室以及等离子净化室；所述雾化室内设置有雾化装置；所述除雾室内设

有若干折流板；所述冷凝室内壁设有若干半导体制冷片，所述半导体制冷片的冷端面向所

述冷凝室内，所述半导体制冷片的冷端贴附有第一散热翅片，所述第一散热翅片为S型，所

述第一散热翅片沿气体流通方向设置；所述UV光解室内设有若干UV灯管组，所述UV灯管组

之间设有光催化网；所述等离子净化室内设有等离子电场发生装置。

2.根据权利要求1所述的一种UV光解等离子一体化净化设备，其特征在于：所述雾化装

置为雾化片，所述雾化室底部设有储水池，所述雾化片设于所述储水池内，所述储水池进水

口和出水口，所述储水池上端设有出雾口。

3.根据权利要求1所述的一种UV光解等离子一体化净化设备，其特征在于：所述除雾室

和所述冷凝室底部设有导流槽，所述导流槽连通U型排水口。

4.根据权利要求1所述的一种UV光解等离子一体化净化设备，其特征在于：所述半导体

制冷片的热端面向所述冷凝室外侧设置，所述冷凝室外侧设有散热水箱，所述半导体制冷

片的热端贴附有第二散热翅片，所述第二散热翅片伸入所述散热水箱内。

5.根据权利要求1所述的一种UV光解等离子一体化净化设备，其特征在于：所述UV光解

室的前端设有匀风板。
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一种UV光解等离子一体化净化设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉空气净化设备领域，具体涉及一种UV光解等离子一体化净化设备。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的迅速提高，对家庭及工作中的环境要求越来越高，尤其是在

现在工业化发展的今天，如何净化空气中的有害物质称为了重中之重；现今，空中飘散的各

类有害物质譬如气溶胶、油雾、喷雾、烟雾和细尘埃等，这些有害物质在食品加工和加工工

业生产中被释放出来，如果人类长时间呼吸不利于身心健康。

[0003] 公告号为：CN  209549048  U的实用新型专利公开了一种等离子光解废气除臭净化

装置，其包括箱体，箱体一端设置有进烟口，箱体另一端设置排烟口，箱体内依次设置有缓

流室、过滤室、等离子组件室及UV光解室，缓流室包括若干折流板，折流板间隔交错设置在

缓流室的侧壁上，折流板将缓流室内部分隔成S型流道，折流板的作用将废气中大量的油雾

进行凝聚掉落，然后通过中效过滤器降低废气中的油雾粒子，最后通过纳米光触媒网板及

UV灯管的作用将废气中恶臭气体物质降解为低分子化合物、水和二氧化碳。但是上述方案

仅仅通过折流板来使废气中的油雾粒子凝聚，只能作用于较大的颗粒，小颗粒的油雾粒子

或者粉尘颗粒依然会随气流进入UV光解室或等离子组件室，直接影响光解或等离子净化效

率。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此，本实用新型的目的是克服现有技术中的缺陷，提供一种UV光解等离子

一体化净化设备，用于空气净化，提前去除气体中的油雾粒子或粉尘颗粒，提高净化效率。

[0005] 本实用新型的一种UV光解等离子一体化净化设备，包括箱体，所述箱体一端设置

有进气口，所述箱体另一端设置有排气口，所述箱体内沿气体流通方向依次设置有雾化室、

除雾室、冷凝室、UV光解室以及等离子净化室；所述雾化室内设置有雾化装置；所述除雾室

内设有若干折流板；所述冷凝室内壁设有若干半导体制冷片，所述半导体制冷片的冷端面

向所述冷凝室内，所述半导体制冷片的冷端贴附有第一散热翅片，所述第一散热翅片为S

型，所述第一散热翅片沿气体流通方向设置；所述UV光解室内设有若干UV灯管组，所述UV灯

管组之间设有光催化网；所述等离子净化室内设有等离子电场发生装置。

[0006] 进一步，所述雾化装置为雾化片，所述雾化室底部设有储水池，所述雾化片设于所

述储水池内，所述储水池进水口和出水口，所述储水池上端设有出雾口。

[0007] 进一步，所述除雾室和所述冷凝室底部设有导流槽，所述导流槽连通U型排水口。

[0008] 进一步，所述半导体制冷片的热端面向所述冷凝室外侧设置，所述冷凝室外侧设

有散热水箱，所述半导体制冷片的热端贴附有第二散热翅片，所述第二散热翅片伸入所述

散热水箱内。

[0009] 进一步，所述UV光解室的前端设有匀风板。

[0010] 本实用新型的有益效果是：本实用新型公开的一种UV光解等离子一体化净化设
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备，臭气在雾化室与水雾混合，水雾有助于凝聚臭气中的油雾粒子、粉尘颗粒等，再经过折

流板后去除较大颗粒的污染物，经过冷凝室后水汽可被进一步凝结，小颗粒的污染物可被

去除，使得臭气中的杂质不会影响UV光解效率或等离子净化效率，有效提高了装置整体的

除臭净化效果。

附图说明

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述：

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的A-A剖面示意图；

[0014] 图3为本实用新型的B-B剖面示意图；

[0015] 图4为图2中A处放大图。

具体实施方式

[0016] 下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的

实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施

例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于

本实用新型保护的范围。

[0017] 如图1-4所示，本实施例中的一种UV光解等离子一体化净化设备，包括箱体，所述

箱体一端设置有进气口1，所述箱体另一端设置有排气口2，所述箱体内沿气体流通方向依

次设置有雾化室3、除雾室4、冷凝室5、UV光解室6以及等离子净化室7；所述雾化室3内设置

有雾化装置301；所述除雾室4内设有若干折流板401；所述冷凝室5内壁设有若干半导体制

冷片501，所述半导体制冷片501的冷端面向所述冷凝室5内，所述半导体制冷片501的冷端

贴附有第一散热翅片502，所述第一散热翅片502为S型，所述第一散热翅片502沿气体流通

方向设置；所述UV光解室6内设有若干UV灯管组601，所述UV灯管组601之间设有光催化网

602；所述等离子净化室7内设有等离子电场发生装置701。

[0018] 在实际实施中，混合有粉尘颗粒、油雾粒子等污染物的臭气经进气口1进入雾化室

3中，与雾化装置301产生的水雾混合形成混合气体，雾化水滴有助于凝聚臭气中的大颗粒

粉尘、油雾，混合气体进入除雾室4中后，在折流板401的作用下沿折线前进，并在折流板401

上形成液膜，液膜使粉尘、油雾粒子、水滴更多的凝结在折流板401表面，去除掉水雾、大颗

粒油雾、大颗粒粉尘的臭气进入冷凝室5中，在经过第一散热翅片502时温度降低，以臭气中

微尘为凝结核形成的水分子团簇，由于散热翅片呈S型，使得臭气只能曲折前进，带有微尘

的水分子团簇在散热翅片上凝聚，进一步降低臭气中的粉尘颗粒或小颗粒油雾；臭气进入

UV光解室6经过高能的紫外线照射实现光解、经过等离子电场发生器的作用，在常温下获得

非平衡高能低温等离子体，即产生大量高能电子和具有极强氧化性能的羟基自由基以及氧

化性极强的O3等高能活性粒子，与臭气中有机物分子进行非弹性碰撞，使有机物分子化学

键断裂，发生一系列复杂氧化、降解化学反应，最终使废气中有毒有害有机物转变为无害的

物质，使废气得到净化。

[0019] 由于臭气中的油雾粒子、粉尘颗粒被有效得去除，使得UV灯管组601表面不易沉积

灰尘等污染物，使得净化效率长期保持高水平。本实施例中，UV灯管组601、光催化网602、等
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离子电场发生装置701均可采用现有技术。

[0020] 本实施例中，所述雾化装置301为雾化片3011，所述雾化室3底部设有储水池3012，

所述雾化片3011设于所述储水池3012内，所述储水池3012进水口和出水口，所述储水池

3012上端设有出雾口3013。采用雾化片3011进行雾化，雾化量可控，雾化效率高。

[0021] 本实施例中，所述除雾室4和所述冷凝室5底部设有导流槽505，所述导流槽505连

通U型排水口506。冷凝水在流经U型排水口506时形成液封，防止未经处理的臭气跑出净化

装置。

[0022] 本实施例中，所述半导体制冷片501的热端面向所述冷凝室5外侧设置，所述冷凝

室5外侧设有散热水箱504，所述半导体制冷片501的热端贴附有第二散热翅片503，所述第

二散热翅片503伸入所述散热水箱504内。半导体制冷片501在工作时会产生大量热量，热量

可在散热水箱504中得以回收，产生的热水可二次利用。

[0023] 本实施例中，所述UV光解室6的前端设有匀风板603。

[0024] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参

照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本

实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范

围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
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图2
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图3

图4
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